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概要

半導体デバイスやフラットパネルディスプレーの製造工程において、静電気によるデ

バイスの障害、いわゆる静電気障害ESD (Electro Static Discharge)が大きな問題となって

いる。この静電気障害を防止するために生産現場では経験を基に対策を実施している。

本研究ではAIを用いて静電気障害の原理を解明し、その対策を打つ研究である。 

セールスポイント

１．静電気障害の発生を解明することにより、根本的な対策が可能。  

２．AIで静電気障害などの不具合の予知により、予防処置が可能。

企業等での活用例、今後の展望等 

１．このテーマ以外でもAIを用いた品質改善が可能。

２．各生産時の静電気障害の抜本対策の共同研究が可能。 
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